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Resl T

istema de medida de imagens espaciais de luminescéncia de nano-estruturas semicondutoras com
era util para caracterizagdo de nano-estruturas, tais como nanofios e pontos quanticos, sistemas bastante

Montagem exPerimental - Aquisigéo de dados -

® Softwares:

Espelho FPinhole | ente

MR I Fibra Optica 1. LabView® (National Instruments) - programa
Ll chmee principal de leitura da intensidade (eletrometro) e
1 g varredura espacial (motor-de-passo) — imagem espacial

1 de emissdo dptica.

Laser Ar 514nm _

2.Labspec® (Jobin-Yvon) — programa de leitura do
CCD e controle do espectrometro — espectro de emissio
optica.
¢ Interface IEEE-488 (GPIB) - controle da fonte do motor-
de-passo e leitura do eletrometro.

4 Objetiva 50x  ccD |
Amostra t T Espectrometro

Criostato —2u /4 -

Deslocador

PMT
1 GaAs

¢ Imagem optica da amostra — via interface de captura de
imagem

Computador

Caracteristicas:
e Resolugdo espacial: ~ 1 pum
e Temperatura da amostra: 5 a 300 K
® Deslocamento: 12mm / Passo: 10 nm
® Comprimento de onda: 400 — 900 nm

Amostra: Nanofios de InP crescidos por método VLS (vapor-liquid-solid)
catalisado por nano-particula de metal (Au).

Imagem oOptica: nanofios de Espectro de p-PL: medida em um
InP depositados sobre um nanofio  individual de InP a
filme de Al/substrato de Si. temperatura de 10K e intensidade do
laser na amostra 9,5.101 W/cm2 A
energia de emissao € maior do que a
Nanofio | energia do “gap” do InP-cubica devido
AnalisadoI | a estrutura do fio ser hexagonal
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Comprimenta de onda (nm)



